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Liste der verwendeten Abkiirzungen, Formelzeichen und
Konstanten

Abkiirzungen

Al Aluminium

As Arsen

BSO Wismuthsilikat

CD Compact Disc

CPW Koplanarleitung (coplanar waveguide)

cw Laser kontinuierlich Licht emittierender Laser (continuous wave)

DFB-Laser distributed feedback-Laser

DUT untersuchtes Bauelement oder Schaltung (device under test)

EDFA Glasfaserverstarker (Erbium-doped fiber amplifier)

EDFL Erbium-dotierter Glasfaserlaser (Erbium-doped fiber laser)

Er Erbium

FC/PC Norm fur Glasfaserstecker

FSR freier Spektralbereich (free spectral range)

Ga Gallium

GaAs Galliumarsenid

GRIN Glasfaser mit graduellem Verlauf des Brechungsindexes
(graded index)

HF-... Hochfrequenz-...

IC integrierte Schaltung (integrated circuit)

IEEE-Bus elektronische Schnittstelle

In Indium

InP Indiumphosphid

KDP Kaliumdihydrogenphosphat
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LF-... Niedrigfrequenz-... (low frequency)

LiNbO; Lithiumniobat

LiTaO; Lithiumtantalat

MBE Molekularstrahlepitaxie (molecular beam epitaxy)

MMIC monolithisch integrierte Mikrowellenschaltung (monolithic
microwave integrated circuit)

MW-... Mikrowellen-...

NA Numerische Appertur

Nd:YAG Neodym-Yttrium-Aluminium-Granulat

NLTL nichtlineare Transmissionsleitung (nonlinear transmission
line)

NWA Netzwerkanalysator (network analyzer)

OBIC optisch induzierter Photostrom (optical beam induced current)

PLL phasenstarre Kopplung (phase-locked loop)

QCSE quantenunterstitzter Stark-Effekt (quantum confined Stark-
effect)

QW Quantenfilm (quantum well)

RBW Aufldsungsbandbreite (resolution bandwidth)

REM Rasterelektronenmikroskop

RS 232 elektronische Schnittstelle

RTD resonante Tunneldiode

SFM Rasterkraftmikroskop (scanning force microscope)

SHG Frequenzverdoppelung der Laserstrahlung (second harmonic
generation)

Si Silizium

SNR Signal-Rausch-Abstand (signal to noise ratio)

SNOM optisches Nahfeldmikroskop (scanning near field optical
microscope)

Ti:Saphir Titan-Saphir

TWPD Wanderwellen-Photodetektor (travelling wave photodetector)

A% Symbol fir Spannungsmel3gerat
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VBW

Formelzeichen

f3 dB

1(t)
Iy

Iaus

Iaus(t)
Iein

Videobandbreite (video bandwidth)

Abstand der Spiegel im Fabry-Perot-Resonator
minimaler Fokusdurchmesser

Vektor der elektrischen Feldstarke

Betrag der elektrischen Feldstarke
Komponenten des elektrischen Feldes

zeitlich verénderliche, skalare elektrische Feldstarke einer
Lichtwelle

elektrische Feldstarke der Lichtwelle des Lasers 1, 2
Amplitude der Lichtwelle des Lasers 1, 2

Frequenz einer elektromagnetischen Welle

Mel3- oder Zwischenfrequenz (intermediate frequency)
Frequenz des Mikrowellensignals
Pulswiederholfrequenz eines gepulsten Lasers
optische Frequenz des Lasers 1, 2

Heterodynfrequenz oder Differenzfrequenz zwischen den
Lichtwellen zweier Moden eines Dual-mode Lasers bzw.
zwischen den Lichtwellen zweier cw Laser

maximale Frequenzbandbreite (3dB-Frequenz)
Dicke des elektrooptischen Kristalls bzw. des Substrates
zeitlich veranderliche Lichtintensitat

reflektierte optische Leistung ohne anliegendes elektrisches
Feld

optische Ausgangsleistung / -intensitat
Zeitabhangigkeit der optischen Ausgangsleistung

optische Eingangsleistung / -intensitat
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I; transmittierte optische Intensitat

Al Modulation der optischen Intensitat

ipn induzierter Photostrom

ipn(t) Photostrom mit Betrachtung der Zeitabhangigkeit

m naturliche Zahl

me relative effektive Masse eines Elektrons in einem Halbleiter

Ny, Ny, N, Komponenten des optischen Brechungsindexes

n skalarer optischer Brechungsindex

ng skalarer optischer Brechungsindex ohne anliegendes
elektrisches Feld

An Anderung des optischen Brechungsindexes

P Vektor der Polarisation

Pe Mikrowellenleistung

Popt optische Leistung

R Reflektivitat

R MeRwiderstand

r elektrooptischer Tensor

Tij lineare elektrooptische Komponenten oder elektrooptische
Module

Sm(t) zeitabhangige elektrische Feldstarke des Mikrowellensignals

U elektrische Spannung

Uon Potentialdifferenz zwischen der Substratvorder- und -
rickseite

U, Halbwellenspannung

Ve Versorgungsgleichspannung

Von optisch induzierte elektrische Spannung

\ Phasengeschwindigkeit

W potentielle Energie

W, Bandabstand (Bandliicke) eines Halbleiters

X,Y, Z Koordinaten des gedrehten Koordinatensystems
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X,y 7 Koordinaten des ausgezeichneten Koordinatensystems
Zy komplexer Wellenwiderstand

o Absorptionskoeffizient

V4 Tensor der elektrischen Suszeptibilitat

X skalare isotrope elektrische Suszeptibilitat

g, Tensor der elektrischen Permittivitat

& isotrope elektrische Permittivitatszahl

A Phasenverschiebung

Admod feldinduzierte Phasenverschiebung

Y materialabhangige Konstante beim Kerr-Effekt

A Differenz der Phasen zweier Lichtwellen

K Transmittivitat (nur beim Fehlen von Absorption)

A Wellenlange

Ao Bandkantenwellenlénge

0, ¢ Raumwinkel

c Winkel zwischen der Orientierung des Eingangspolarisators

und den optischen Achsen des doppelbrechenden Kristalls

T zeitliche Linienbreite eines Laserpulses

Teo Ansprechzeit des Pockels-Effektes

Tii zeitlicher Mittelwert des Phasenrauschens

Tinin minimale Zeitauflésung

Tww Wechselwirkungszeit des Lichts mit dem elektrooptischen
Kristall

®1.2 Kreisfrequenz der Lichtwelle des Lasers 1, 2

A® Differenz der Kreisfrequenzen der beiden cw Laser
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Konstanten

Co Vakuumlichtgeschwindigkeit 2,9979- 10% m/s
h Planck sches Wirkungsquantum 6,626+ 10°* Js
q Elementarladung 1,602-107"° As

£ dielektrische Konstante 8,854 - 107? As/(Vm)



